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Domaines classiques d’application
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Conductivité thermique élevée!: ~ 20 W/m/K.
Miniaturisation : environ 50 à 60% par rapport à un PCB.
Multicouches: jusqu’à 25 couches.
Stabilité des résistances, TCR faible (!50 ppm/°C)
Ajustement précis (par laser): jusqu’à 0.1%
Bonnes propriétés électriques (constantes diélectrique, pertes,…)
Report de composants : SMD, chip on board, flip chip, multichip…
Interconnexions et packaging (DIL, SIP,…. ).
Coût modéré, fiable, fabrication flexible …

Avantages
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Capteurs piézorésistifs

Les résistances en technologie des couches épaisses ont
un effet piézorésistif.

Facteur de jauge = allongement / déformation

Le facteur de jauge est typ. 12.
(Si : 50 ; jauges collées : 2)
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Produit: capteur de force

poutre cantilever
en alumine assemblée
par brasage tendre
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Capteur de force brasé

Brasure = liaison mécanique + électrique

Fluage de la brasure " dérive du signal
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Cellule de force non amplifiée
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Cellule de force non amplifiée
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Poutre cantilever en alumine
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Application : capteur de couple
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Application

Capteur de couple
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Application voisine

Accéléromètre hermétique : capot brasé
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Vieillissement après brasage

Dérive maxi ±0.5%

Brasure Sn96
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Dérive sur 1400 h (cellules)

Cycles thermiques
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Dérive sur 1400 h (cellules)

Dérive # 2%

Cycles thermiques
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Dérive sur 1400 h (cellules)

Cycles thermiques
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Dérive sur 1200 h (capteurs)

Cycles thermiques
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Dérive sur 840 h (capteurs)
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Dérive à 85C (capteurs)

Cycles thermiques
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Dérive à 55C (capteurs)

Cycles thermiques
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Dérive à 30C (capteurs)

Cycles thermiques
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Durcissement par réaction
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Verre de scellement

- Capteur de pression absolue
-> Capteur de niveau pour cuve
- Très stable (pas de fluage notable)
- Mais FRAGILE

Cellule de
mesure

Electronique
d’amplification

Capteur

2 cm
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- Capteurs simples et fiables.

Conclusions & perspectives

- La brasure limite la précision.

- Stabilité de l‘électronique?

- Développements futurs :

- Amélioration de la brasure.

- Amélioration de la poutre (matériau).

- Découplage mécanique.


